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１．概要（Summary） 

私は、細胞の膜機能をより詳細に調査するための新し

いマイクロパターン基板を開発中である。このマイク

ロパターン基板の上で、様々な細胞を培養し、それら

の細胞膜を生きた状態で撮影する予定である。この新

しいマイクロパターン基板を用いれば、生きた細胞膜

をより高解像度で撮影できるようになるため、これま

で直接的な観察が難しかった生きた細胞膜の陥入や

突起などの微細構造を克明に観察できるようになる

と期待される。細胞膜の微細構造は細胞の膜機能を大

きく左右するものであり、生きた状態でこれらを克明

に観察できれば、生命現象を律している細胞の膜機能

の解明に大きく貢献できると考えている。このような

新しいマイクロパターン基板を、本支援研究課題で作

製する計画である。（特許出願を予定しているため、マ

イクロパターン基板の構造や用法等を一切記述でき

ない） 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多目的ドライエッチング装置（RIE-200NL）、 

シリコン深堀エッチング装置(ASE-SRE) 

走査電子顕微鏡（S-4800） 

マスクアライナー（MA6 BSA） 

 

【実験方法】 

まず、シリコンウェハを用いてマイクロパターン基板

を作製した。1 cm 角もしくは 2 cm 角の熱酸化膜付

きのシリコンウェハ上にレジスト膜をスピンコート

した。これをベイクした後、フォトマスクがセットさ

れたマスクアライナーで露光した。現像とベイクを実

施後、多目的ドライエッチング装置を用いてレジスト

膜で描かれたパターンを SiO2 に転写した。SiO2 で描

かれたパターンをマスクとしてシリコン深掘エッチ

ング装置のボッシュプロセスを実施した。ボッシュプ

ロセスにより Si を深掘りし、25 ～ 30 m 程度の深

さのマイクロパターン基板を作製した。次に、走査電

子顕微鏡およびカラーレーザー3D 顕微鏡 VK-9710（キ

ーエンス㈱）を用いて、作製されたマイクロパターン基板の

三次元的な形状像を撮影した。この形状像から形状パラメ

ータを求めた後、マイクロパターン基板上での細胞培養お

よび細胞膜画像の撮影を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロパターン基材の形状パラメータの実測値は、設計

値と殆ど同一であった。このことから、今回作製された各マ

イクロパターンは、設計通りに作製できることが分かった。

我々は、このマイクロパターン基板を用いて、従来法よりも

大幅に高い分解能を持つ細胞膜画像の撮影に成功した

（特許出願を予定しているため、マイクロパターン基

板の構造や用法等を一切記述できない）。 
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